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(57)Tiivistelmi

Menetelmd ja laitteisto kuvanmukaisesti valotettujen sitei-
lylle herkkien laitteiden késittelemiseksi. Séteilylle herk-
kien laitteiden kisittelyssy kdytettyjen nesteiden sd&hkdn-
johtavuudessa esiintyvid muutoksia kdytetddn nesteiden huo~-
nontumisen mittana. T&mi huonontuminen kompensoidaan muutta-
malla olosuhteita, kuten ldmp8tilaa, aikaa, agitointia ja
kdsittelynesteen koostumusta johtavuuden nuutoksen mukaisesti,

(57)Sammandrag

Ett férfarande och en anldggning for behandling av bilden-
ligt exponerade strélningskinsliga produkter. Férdndringar
som upptrédder i den elektriska ledningsférmdgan hos vdatskor
som anvidnds vid behandling av de strélningskénsliga produk-
terna utnyttjas sisom ett madtt pd vitskornas f8rsémring.
Denna férsimring kompenseras genom fordandring av foérhallan-
dena, sdsom temperaturen, tiden, agitationen och behandlings-

vidtskans sammansdttning i enlighet med ledningsférmigans
f8réndring.
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Menetelma ja laite kuvanmukaisesti valotettujen, sateilylle

herkkien levyjen kasittelemiseksi

Esilla oleva keksinto kohdistuu siteilylle herkkien levyjen
kdsittelemiseen, jotka levyt kasittavat substraatilla olevan

sateilylle herkian paallysteen.

Kyseisid sateilylle herkkiad levyja kdytetddn valmistettaessa
esimerkiksi painolevyja, erityisesti litografieia painolevyja,
painettuja piireja ja integroituja piireja. Litografisten pai-
nolevyjen valmistuksessa kaytetyt sateilylle herkat laitteet
kdsittavat tavallisesti metallisen tukilevyn, joka on mekaani-
sesti tai kemiallisesti kdsitelty niin, etta silla on sopiva
hydrofiilinen pinta, jonka padlla siteilylle herkka piaidllyste
on. Kaytossd laite valotetaan kuvanmukaisesti aktiinisateilyl-
la kayttaen sopivan kohteen joko negatiivista tai positiivie-
ta kuultokuvaa. Aktiiniséateily vaikuttaa siten, etti se muut-
taa sateilylle herkdan padllysteen liukoisuutta. Kuvanmukaises-
ti valotettu laite kdsitelldan sen jalkeen. Kasittelyvaiheessa
saatetaan kuvanmukaisesti valotettu laite kosketukseen kehit-
teen kanesa padllysteen ei-toivottujen alueiden valikoivaksi
poistamiseksi tukilevystd, jolloin jd& jdljelle kuva, joka kooe-
tuu tukilevylle jdljelle jisneesta paallysteesti. Muun tyyppi-
pisid painolevyjd ja painettuja ja integroituja piireja valmis-
tetaan samalla tavalla. Kehitysvaiheen jilkeen laite pest&aan

Ja litografisen levyn tapauksessa kasitellain viimeistelijal-
la/tihenta jalla (finisher/densitiser), jonka paaasiallinen tar-

koitus on suojata ja/tai saattaa ei-kuva-alueet hydrofiilisiksi.

Tarkka kasittelyrutiini ja kaytettavat kasittelyliuokset
riippuvat kdsiteltavdn sdteilylle herkdn paiallysteen liukoi-
suudesta ja kemiallisista ominaisuuksista. Vaikka kasittely
voidaan tehda manuaalisesti, suoritetaan se yha kasvavassa

madrin automaattisissa kaeittelylaitteissa.

On olemassa kolme nestetyyppia, joita tavallisesti kaytetain

subtraktiivisen pasllysteen kehittidmiseksi, nimittain emaksi-
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set kehitteet, kehiteliuokset ja kehitteen vesiliuokset. Emiak-
8isia kehitteitd kaytetaan positiivieesti toimiviin paallys-
teisiin, jotka perustuvat kinonidiatsideihin, ja ne koostuvat
sopivan emdksen, esimerkiksi silikaatin, fosfaatin tai hydrok-
sidin vesiliuoksesta. Kehiteliuoksia kaytetaan negatiivieesti
toimiviin padllysteisiin, jotka perustuvat valolle herkkiin
aineisiin, esimerkiksi polyvinyylikinnamaattiin, ja jotka ka-
sittavat sopivan liuottimen, esimerkikei glykolieetterin tai
butyrolaktonin, pinta-aktiivieen aineen Jja mahdollisesti mi-
neraalihapon. Kehitteen vesiliuokeia kdytetaan negatiiviseeti
toimiviin paddllysteisiin, jotka perustuvat diatsohartsiin Jja

kdsittavat pinta-aktiivisen aineen vesiliuoksen.

Kagiteltdessa valotettuja sdteilylle herkkia levyja kehitenes-
teelld on ongelmana se, ettd kehiteneste huonontuu kaytossa
vdhitellen, kunnes se ei enia pysty riittavasti poistamaan
padllystettda tukialustalta. Tamda huonontuminen on progressii-
vista ja siksi voi litografisen painolevyn tapauksessa kehit-
tyminen tapahtua epataydellisesti paljon ennen kuin kehite on

taysin loppuun kulunut.

Samaten kdsiteltdessa valotettua laitetta viimeistelijallas/ti-
hentajalla pyrkii viimeistelijdn/tihentajan viskositeetti kas-
vamaan ajan mukana haihtumisen vuoksei. On kuitenkin tarkeaa,
ettad viimeistelijan/tihentd jan viskositeetti on oikea. Jos se
on liian ohut, se ei tihenna kuvattomia alueita riittavasti Jja
jos se on liian paksu, se pyrkii leviamdan levylle epatasai-

sesti, mikd saattaa aiheuttaa kuva-alueiden tukkoutumista.

Nyt on havaittu, ettd kuvanmukaisesti valotettujen sateilylle
herkkien levyjen kdsittelynesteiden, kuten kehitenesteiden Jja
viimeistelijd/tihenta jsnesteiden tehokkuutta voidaan valvoa

niiden sahkdnjohtavuusominaisuuksia mittaamalla.

Kekeinnon erddén nédkokohdan mukaisesti aikaansaadaan menetelma
useiden kuvanmukaisesti valotettujen siateilyle herkkien levy-
Jen kasittelemiseksi, joka menetelma kasittaa seuraavat vai-

heet: (i) laitteiden saattaminen oikeassa jarjestyksessa kos-
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ketukseen kehitenesteen kanesa; (ii) kasittelynesteen siahkon-
johtavuuden valvonta laitteiden kdsittelyn aikana; (iii) ka-
sittelyolosuhteiden muuttaminen sdhkonjohtavuuden muutoksista

riippuen.

Keksinndn erdan toisen niakékohdan mukaisesti aikaansaadaan
laitteisto kuvanmukaisesti valotettujen sdteilylle herkkien
laitteiden kdsittelemisekesi, joka laitteisto kasittaa: (i) ka-
sittelynesteen 88iliodn; (ii) laitteen laitteiden liikuttami-
seksi laitteiston kautta kulkevaa reittia pitkin niin, etta ne
Jjoutuvat kosketukeiin kdsittelyneeteen kanssa; (iii) laitteen
kdsittelynesteen sahkonjohtavuuden mittaamiseksi ja antosig-
naalin tuottamiseksi mainitusta johtavuudesta riippuen; ja
(iv) laitteen kasittelyolosuhteiden muuttamiseksi mainitusta

antosignaalista riippuen,

Keksinnon oleelliset tunnusmerkit kdyvat ilmi oheisista pa-

tenttivaatimuksista.

Kasittelyolosuhteita voidaan muuttaa esimerkiksi muuttamalla
laitteiden kdsittelyastetta Ja/tai muuttamalla kdasittelynes-
teen lampotilaa, ja/tai tuorestamalla tai vaihtamalla tai
muulla tavoin muuttamalla kdsittelynesteen koostumusta. Siten
kdsittelyolosuhteita voidaan muuttaa muuttamalla laitteen ki-
sittelynesteella tapahtuvaa kdasittelyaikaa, ja/tai muuttamal-
la kdasittelynesteen lampétilaa Ja/tai lisdamalla tuorestetta

tai muuta nestetta kdsittelynesteeseen.

Eraaesda keksinnén mukaisen laitteen suoritusmuodossa, joka on
erityisen sopiva kiaytettaessa kdsittelynesteend kehitenea-
tetta, kaytetdan mainittua antosignaalia ohjaamaan moottoria
laitteen siirtolaitteen kdyttamiseksi. Talla tavoin riippuu
laitteen oloaika laitteistossa antosignaalista, eli johtavuu-
desta, ja siten kehitenesteen aktiivisuudesta. Siten lait-
teen kdeittelyastetta muutetaan kehitenesteen johtavuuden
funktiona. Liedksi tai vaihtoehtoisesti voidaan laitteen ka-
sittelyastetta muuttaa kayttamalla antosignaalia ohjaamaan
moottoria, joka kayttda telaa, Jjoka on jarjestetty agitoi-

maan laitteeseen kosketuksessa oclevaa kehitenestetta niin,
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ettd telan pyOrimisnopeus riippuu antosignaalista, eli

kehitteen aktiivisuudesta.

Edelleen erddssd suoritusmuodossa laitteisto sisdltdi lammi-
tys- ja jddhdytysyksikén kdsittelynesteen ldmp&tilan muutta-

miseksi antosignaalista riippuen.

Edelleen erddssd suoritusmuodossa laitteisto sisdltdi kisit-
telynesteen tuorestetta sisdltdvin sdilidn, tuoresteen olles-
sa samaa, eri tai vdkevditetympdd liuosta, tuoresteen vir-
tausta laittteistossa olevan kdsittelynesteen piddosaan ohjat-
taessa antosignaalin mukaisesti esimerkiksi solenoidiverttii-

lin avulla.

Jos kdsittelynesteelld ei ole riittdvdn suurta johtavuutta
voidaan liuosta ionisoivaa litografisesti inerttid ainetta,

esimerkiksi kaliumnitraattia lisdt3d siihen.

Keksinndn tdydellisemmdksi ymmidrtdmiseksi ja sen kdytdnndn
toteuttamisen esittdmiseksi viitataan seuraavaan esimerkkiin

ja mukana seuraaviin piirustuksiin, joissa:

kuvio 1 esittdd esilld olevan keksinndén mukaista laitteistoa
kaaviomaisesti;

kuvio z esittdd kuvion 1 laitteiston ohjauspiiriid lohkokaavio-
na;

kuvio 3 esittdd kuviossa 2 esitetyn ohjauspiirin osan piiri-
kaaviota; ja

kuvio 4 esittdd esilld olevan keksinndn mukaisen toisen

laitteiston kaaviopiirrosta.

Kuvioon 1 viitaten kdsittdd laitteisto kehitenestettd sisil-
tdvédn altaan 1, kumilla pddllystettyjen sydttdtelojen parin

2 ja 2a, kumilla p&ddllystettyjen poistotelojen parin 3 ja 3a,
ja muuttuvanopeuksisen tasavirtasdhkdmoottorin 4, joka on
kytketty pydrittédmdédn telaa 2. Telaa 2a pydrittdd sen kosketus
rullaan 2. (Rullia 3, 3a voidaan myds pydrittdi moottorilla 4
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niin haluttaessa). Johtavuuden mittauskenno 5 on asennettu
altaaseen 1 niin, ettd se on kehitenesteessi. S3ili& la on
kehitteen tuoresteen sdilyttdmiseksi asetettu altaan 1 yla-
puolelle. Lammitys/jddhdytysyksikkdi 8 voidaan myds kdyttds.

Viitaten kuvioon 2 kdsitt#di sihkdinen ohjauspiiri integroi-
tuna piirind rakennetun jdnnitteen siitimen muodossa olevan
vakiojdnnitelihteen 9, johtavuuden mittauskennoon lijttyvén
jénnitteenmuuttimen 10 seki tasavirtatyristorisditimen muo-
dossa olevan servolaitteen 11, jonka anto suorittaa ochjaus-

toiminnan.

Kuten on esitetty kuviossa 3 sybtetddn ldhteestd 9 saatava
sdddetty jdnnite johtavuuden mittauskennon 12 kautta tasavir-
tavahvistimiin 13 ja 14. Kehitteen johtavuuden muutos aikaan-
saa muutoksen vahvistimen 13 ottojdnnitteessd. Vahvistimen

14 anto on kytketty servolaitteeseen 11. Muuttuvaa vastusta
15 kdytetddn muuttamaan vahvistimen 13 vahvistusta.

Kdyt&ssd tavanmukaisesti valotettuja sdteilylle herkkii
laitteita sydtetdin perdtysten sydtteteloihin 2 ja- 2a, jotka
liikuttavat laitetta edelleen reittii 6 pitkin laitteiston
lépi ja sen jidlkeen laitteistosta ulos poistotelojen 3 ja 3a
kautta. Reitin 6 kauttakulun aikana laitteet on upotettu ke-
hitteeseen altaassa 1, jolloin kuvanmukaisesti valotettujen
laitteiden sdteilylle herkdn pddllysteen liukenevimmat alueet
poistuvat valikoituvasti. Kehitteen johtavuudesta riippuvaa
servolaitteesta saatavaa antosignaalia voidaan kdyttdi muutta-
maan moottorin 4 nopeutta, muuttamaan kehitteen ldmpotilaa
ldmmitys/jddhdytysyksikkoon vaikuttamalla ja/tai ohjaamaan
tuorestesdilidén sditSventtiilii 1b.

Ilmeistd on, ettd yhdentyyppisen kehitenesteen johtavuuspara-
metrit eivdt vidlttimdtti ole samoja kuin toisen tyyppisen

kehitenesteen johtavuusparametrit.

Mittausalueen sopiva muutos voidaan aikaansaada sddtdmilli
potenticmetrig 15.
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Viitaten kuvioon 4 sisdltdd laitteisto parin kumilla pd&allys-
tettyjd syottoteloja 20 ja 20a, parin kumilla pddllystettyjd
poistoteloja 30 ja 30a, ja muuttuvanopeuksisen tasavirta-
sdhkdmoottorin 40 telojen 20 ja 20a kdyttédmiseksi. Laitteis-
to sis&dltdd erillisen sdilidn 21 kehitenestettd varten

ja pumpun 25 kehitenesteen jakamiseksi suihkutustankoon 26,
joka sijaitsee nukkakankaalla pddllystettyjen agitointitelo-
jen 23 ja 23a parin vdlilld, joita teloja ohjaa erillinen
muuttuvanopeuksinen moottori 24. Tasomainen elin 22 sijait-
see telojen 23 ja 23a ja tangon 26 alapuolella ja talteenotto-
astia 27 palauttaa kdsittelynesteen sdiliddn 21. Varastoirti-
sdilid 2la on kehitteen tuorestinta varten. Liammitys/jd&ahcy-

tysyksikkd 29 sijaitsee sdilidssd 21.

Laitteisto sisdltdi johtavuuden mittauskennon 28, joka on
samanlainen kuin kuvion 1 laitteistossa ja se sijaitsee
edullisesti sdili®ssd 21, kuten on esitetty. Laitteisto sisdl-
tdd mySs kuvioissa 2 ja 3 esitettyd tyyppid olevan sdhkdisen
ohjauspiirin ja piirin servolaittesta saatava anto sydtetddn
mootﬁoriin 40 ja/tai moottoriin 24, ja/tai ldmmitys,jddhdy-
tysyksikkddn 29, ja/tai sdilidssa 2la olevaan sddtdventtiiliin
2lb. KidytOssd kuvanmukaisesti valotettu sidteilylle herkxd
laite syotetddn kuvapuoli yldspdin reittid pitkin, joka kul-
kee syottbtelojen 20 ja 20a vdlistd, telojen 23 ja 23a ja
elimen 22 vdlistd ja edelleen poistotelojen 30 ja 30a vdlis-
td. Laitteen valotettu sdteilylle herkkd pddllyste saatetaan
kosketuksidn kehitenesteen kanssa telojen 23 ja 23a avulla

ja kehitys suoritetaan yhdistetylld hankaus- ja liuotustoi-

minnalla.

Laitteen kédsittelyastetta (eli laitteistossa oloaikaa ja/:zai
niirdd, jolla telan 23 avulla kehiteneste agitoidaan koske-
tuksiin laitteen kanssa) ja/tai kehitenesteen voimakkuutta
ohjataan riippuen kehitenesteen johtavuuden muutoksesta kd-

sittelyn aikana.

Seuraavat esimerkit selvittdvdt keksintdd.
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Esimerkki 1

Kuviossa 1 esitetyn tyyppinen késitteliji tdytetdin kehite-
nesteelld, joka koostuu vesiliuoksesta, joka sisdltidi nat-
riummetasilikaattia, dinatriumfosfaattia ja pinta-aktiivista

ainetta lémpdtilassa 22°C.

Useita positiivitoimisia painolevyjéd, joista kukin koostui
rakeisesta ja anodisoidusta alumiinisubstraatista, joka oli
pddllystetty naftokinonidiatsidisulfonihapon esterin ja no-
volakkahartsin sekoituksella, valotettiin ultraviolettivalol -
la jatkuvasidvyisen porraskiilan ja Fogran tarkkuusmittaus-

naunan PiMS1 alla.

Levyt kuljetettiin kdsittelijédn ldpi. Jontavuutta valvottiin
kdyttden johtavuusmittaria, jonka koko asteikon poikkeama
oli 60 000 /uS/cm. Porraskiilan ja PMS1:n lukemat merkittiin
kullekin johtavuuden 1000 /uS:n johtavuuden laskulle.

Tulokset olivat seuraavat:

Johtavuus Porraskiila PMS1

(/us/cm) kirkas/muuttumaton A B
50 000 3/9 8 o
49 000 3/9 3 8
43 000 3/9 8 8
47 000 3/9 3 8
46 000 3/8 8 8
45 000 3/7 10 3
44 000 2/7 10 6
43 000 2/6 10 6
42 000 2/6 10 6

Kasittelijd tdytettiin uudelleen tuoreella kehitteelld ja

levyjéd kdsiteltiin edelleen kunnes johtavuus o0li laskenut

45 000 /uS:iin. Kehitettd kuumennettiin sen jdlkeen kunnes
johtavuus oli jdlleen 50 000 /uS. Toiren levy kidsiteltiin

ja tuloksena oli porraskiilan ja PMS1:n vastaavat lukemat

3/9 ja 8,8.
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Kehite jddhdytettiin ldmpdtilaan 22°C (johtavuus 45 000 /uS).
Lisdd levyjd kdsiteltiin jatkuvasti pienemmidllid nopeudella
kunnes saatiin lukemat 3/9 ja §,8. Havaittiin, etti levylle
tdytyi antaa 50 % pidempi kehitysaika.

Lopuksi lisdttiin kehitteen tuoreste kdsittelijddn johta-
vuuden saamiseksi takaisin 50 000 /uS:iin, minkd jdlkeen
kdsittelijédn kautta kulkenut levy antoi jdlleen lukemat
3/9 ja 8,8.

Esimerkki 2

Esimerkki 1 toistettiin silléd poikkeuksella, ettd kehite koos-
tui vesiliuoksesta, joka sisdlsi natriumhydroksidia ja pinta-
aktiivista ainetta. Ldhtdjohtavuus oli 60 000 /uS/cm ja an-
toi tuloksena porraskiilan ja PMS1:n lukemat vastaavasti

3/9 ja 8,8. Tenokkaasti loppuunkdytetyn kehitteen johtavuus
oli 50 000 /uS/cm (porraskiila 3/7 ja PMS1 10,8). Kehitettd
ldmmitettiin kunnes johtavuus ol.i 60 000 /u5/cm, joka sdi-

lytti porraskiilan ja PidS1:n lukemat.
Jddhdytettaessd kehitettd kunnes jontavuus oli 50 000 /uS/cm
tdytyi levylle antaa 45 % suurempi kehitysaika oikeiden luke-

misen saamiseksi.

Levy, joka kehitettiin kehitteelld, joka oli tuorestettu j&l-

leen 60 000 /uS:iin antoi samat lukemat 3/9 ja §,8.

Esimerkki 3

Useita levyjd valotettiin ja kehitettiin brittiliisessi pa-
tenttijulkaisussa GB 1 591 9¢8 esitetyn esimerkin 1 mukai-
sesti niin kutsuttujen "screenless"- tai jatkuvasdvylevy-
jen tuottamiseksi. Kehitteen johtavuus oli alunperin 32 000
/uS/cm ja aluksi kehitetylld levylld oli 1,65:n luokkaa ole-
va tiheysalue. Kun useita levyjd oli kdsitelty oli johtavuus
laskenut 25 000 /uS/cm:iin ja aikaansaatu tiheysalue oli

vain 1,3.
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Kehitteen kuumentaminen kunnes johtavuus oli jdlleen 32 000
/uS/cm palautti tiheysalueen arvoon 1,65. Jddhdytetty kehite
(johtavuus 25 000 /uS/cm) vaati 55 % suuremman ylimdiriisen
kehitysajan. Tiheysalue 1,65 voitiin jdlleen saavuttaa tuo-
restamalla kehite takaisin johtavuusarvoon 32 000 /uS/cm.

Esimerkki 4

Kuviossa 4 esitetyn tyyppisen kdsittelijédn sdilid tidytettiin
kehitteen vesiliuoksella, joka koostui vesiliuoksesta, joka
sisdlsi pinta-aktiivista ainetta, natriumbentsocaattia ja
natriumoktanocaattia. Tuoreen kehitteen johtavuus oli 24 500
/us/cm. Valottamattomia levyji, joilla oli diatsohartsipiil-
lyste, kuljetettiin kdsittelijdn ldpi ja johtavuutta valvot-
tiin jatkuvasti kunnes levyt osoittivat merkxeji painovdrin

vaahtoamisesta. Kehitteen jontavuus oli silloin 15 200 uS/cm.

/
Lisdd levyjd kdsiteltiin jatkuvasti hitaammalla nopeudella
ja havaittiin, etti puhtaiden levyjen tuottamiseksi tdytyi

antaa 35 % pitempi kehitysaika.

Esimerkki 5

Tamd esimerkki k&dsittelee kehiteliuoksia, jotka pilaantuvat
pddasiassa ilmakehidn sisiltédmidn veden aiheuttamasta kontaminaa-

tiosta.

Saman tyyppinen kuin kuviossa 4 kdytetty késitteliji tdytet-
tiin kehitteelld, joka koostui 2—metoksyylietyyliasetaatista,
pinta-aktiivisesta aineesta ja fosforihaposta. Kehitteen
johtavuus oli 14,1 /uS/cm. Kontaminaation simuloimiseksi 1i-
sdttiin vettd 0,5 $:n madrissi ja johtavuutta valvottiin
kuljetettaessa kdsittelijdn kautta valottamattomia levyjd,
joilla oli polyvinyylikinnamaattiin perustuva pdédllyste.
Vesipitoisuuden ollessa 6 % oli johtavuus 46,5 /uS/cm ja le-
vyt osoittivat merkkeji vaahtoamisesta. Seuraavat levyt kisi-
teltiin jatkuvasti hitaammalla nopeudella ja havaittiin,
ettd puhtaiden levyjen tuottamiseksi tdytyi kayttdsd 40 3

pidempdd kehitysaikaa.
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Esimerkki 6

Tdrkkelystd ja pinta-aktiivista ainetta sisdltidvddn vesi-
liuokseen pohjautuviin negatiivitoimisiin levyihin sopivia
viimeistelijdnesteiden ndytteitd tehtiin normaalividkevini,
20 % ja 50 % ylivdkevdnd ja 50 3 ja 75 % alividkevdnd. Nayt-
teiden johtavuus limp&dtilassa 22°C oli seuraava:

50 & ylivdkevd 7500 /uS/cm
20 % ylivdkeva 6500 /uS/cm
normaali 5600 /uS/cm
50 % alivdkevd 3500 /us/cm
75 % alivdkevi 2300 /uS/cm

Ndytteitd kdytettiin kdsittelemddn valotettuja ja kehitet-
tyjd negatiivitoimisia levyjd. Levyissd, jotka kdsiteltiin
ylivdkevdlld liuoksella, esiintyi pyrkimys kuva-alueiden tuk-
koontumiseen ja alivdkevdlld liuoksella kdsitellyissi le-
vyissd esiintyi ei-kuva-alueiden vaahtoamispyrkimys. Valvomal-
la johtavuutta ja muuttamalla vastaavasti viimeistelijdnesteen

konsentraatiota voitiin saavuttaa tyydyttdvd levyjen kdsitzely.

Esimerkki 7

Esimerkki 6 toistettiin kdyttden viimeistelijdnidytteiti,
jotka kédsittivédt arabikumin vesiliuoksen. Jontavuus oli kui-
tenkin liian pieni ollakseen merkittdvd. Kuhunkin ndytteeseen
lisdttiin 0,2 paino-% kaliumnitraattia. Johtavuuslukemat

olivat seuraavat:

50 % ylivdkeva 6000 /uS/cm
20 % ylivdkevd 5000 /us/cm
normaali 4400 /us/cm
50 % alivdkevd 3500 /uS/cm
75 % alividkeva 3000 /uS/cm

Ndytteitd kdytettiin kdsittelemddn esimerkissd 1 kehitettyjd
levyjd. Ylivdkevilld liuoksilla kdsitellyissd levyissd esiin-
tyi jdlleen pyrkimys tukkoontumiseen ja alivakevilld liuok-

silla kdsitellyissd levyissd esiintyi pyrkimys vaahtoamiseen.
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Esimerkki 8

Esimerkki 6 toistettiin kdyttden viimeistelijdndytteitd,
jotka oli suunniteltu suojaamaan litografisen levyn ei-kuva-
alueita kuvan kovetusprosessin aikana, viimeistelij&dn kdsit-
tdessd natriumdodekyloidun oksidibentseenidisulfonaatin ja

natriumsitraatin vesiliuoksen.

Johtavuuslukemat olivat seuraavat:

50 % ylivakevd 57 000 /us/cm
20 % ylivdkeva 55 500 /us/cm
normaali 52 000 /uS/cm
50 ¢ alivdkevd 41 500 /uS/cm
75 % alivdkeva 37 200 /uS/cm

Ndytteitd kdytettiin esimerkissd 1 kdytetyn tyyppisten levy-
jen kdsittelemiseksi ja kdsiteltyjd levyjd pidettiin ldmp&-
tilassa 220°C 10 min. Havaittiin, etti ylivikevien niyttei-
den kdytslld ei ollut mitddn havaittavaa vaikutusta, mutta
alivdkevdt ndytteet eivdt onnistuneet suojaamaan ei-kuva-
alueita, jotka vaahtoontuivat pahasti.
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Pate LV

1. Menetelma useiden kuvanmukaisesti valotettujen satei-
lylle herkkien levyjen kadsittelemiseksi, jotka kaikki kasit-
tavat kuvanmukaisesti valotetulla sateilylle herkdlla paasl-
lysteella varustetun substraatin, joka menetelma kasgittaa (i)
levyjen saattamisen kosketuksiin, vuorollaan, annetuissa ka-
sittelyolosuhteissa, kehitenesteen kanssa ei-toivotun paal-
lysteen selektiiviseksi poistamiseksi substraatilta, jonka
kehitenesteen tehokkuue tahian tarkoitukseen huononee ja sah-
konjohtavuus muuttuu kasiteltavien levyjen maadaran kasvaesgsa,
tunnettu siita, etta (ii) kehitenesteen sahkonjohtavuutta
valvotaan levyjen kasittelyn aikana ja (iii) muutetaan aikaa,
Jjonka levyt ovat kosketuksissa kehitenesteen kanssa sahkon-
Johtavuuden muutoksista riippuvaisesti siten, etta kehitenes-

teen tehokkuus s8ailyy levyjen kadsittelyn aikana.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelma, tunnettu
siita, etta kehiteneste sisaltaa litografisesti inerttia ai-

netta, joka ionisoi liuocsta sahkdnjohtavuuden lisaamiseksi.

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelma, tun-—
nettu siita, etta se lisaksi kasittaa vaiheen, jossa lisa-
taan lisaa nestetta kehitenesteeseen sahkdnjohtavuuden muu-

toksista riippuvaisesti.

4. Menetelma useiden kuvanmukaisesti valotettujen satei-
lylle herkkien levyjen kasittelemiseksi, jotka kaikki kasit-
tavat kuvanmukaisesti valotetulla sateilylle herkalla paal-
lysteella varustetun substraatin, joka menetelma kasittaa (i)
levyjen saattamisen kosketuksiin, vuorollaan, annetuissa kia-
gittelyolosuhteissa, kehitenesteen kanssa ei-toivotun paal-
lyateen selektiivieeksi poistamiseksi substraatilta, jonka
kehitenesteen tehokkuus tahan tarkoitukseen huononee ja sah-
konjohtavuus muuttuu kasiteltavien levyjen maaran kasvaessa,
tunnettu siita, etta (ii) kehitenesteen sahkonjohtavuutta

valvotaan levyjen kasittelyn aikana ja (1i1) muutetaan astet-
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ta, jolla kehitenestettd sekoitetaan kosketuksisea levyjen
kanssa sahkonjohtavuuden muutoksista riippuvaisesti siten,

etta kehitenesteen tehokkuus sdilyy levyjen kasittelyn aikana.

5. Menetelma useiden kuvanmukaisesti valotettujen siatei-
lylle herkkien levyjen kasittelemiseksi, jotka kaikki kasit-
tavat kuvanmukaisesti valotetulla siteilylle herkalla paal-
lysteella varustetun substraatin, joka menetelma kasgittaa (i)
levyjen saattamisen kosketuksiin, vuorollaan, annetuissa ka-
sittelyolosuhteissa, kehitenesteen kanssa ei-toivotun pail-
lysteen selektiiviseksi poistamiseksi substraatilta, jonka
kehitenesteen tehokkuus tahan tarkoitukseen huononee ja sah-
konjohtavuue muuttuu kdeiteltavien levyjen maaran kasvaessa,
tunnettu siita, ettd (ii) kehitenesteen sahkonjohtavuutta
valvotaan levyjen kasittelyn aikana ja (iii) muutetaan kehi-
tenesteen lampotilaa séhkonjohtavuuden muutoksista riippuvai-
sesti siten, etta kehitenesteen tehokkuus ssiilyy levyjen ka-

sittelyn aikana.

6. Laitteisto kuvanmukaisesti valotettujen sateilylle
herkkien levyjen subtraktiiviseen kehittamiseen patenttivaa-
timuksen 1 mukaisella menetelmé&lla, joka laitteisto kasittaa
(i) s8ilion (1, 21) kehitenestetta varten, (ii) vdadlineet (2,
2a, 3, 3a) levyjen liikuttamisekei reittid (6) pitkin lait-
teiston lapi niin, etta ne ovat kosketuksissa kehitenesteen
kanssa, ja (iii) laitteen (5, 28) kehitenesteen siahkénjohta-
vuuden mittaamiseksi ja antosignaalin tuottamiseksei mainitusta
Jjohtavuudesta riippuvaisesti, tunnettu siita, etta lait-
teistossa on (iv) muuttuvanopeuksinen moottori (4, 40) levyja
liikuttavien vidlineiden kayttimiseksi, jota moottoria saade-
td8n mainitulla antosignaalilla siten, etta aikajakso, jonka
levyt ovat kosketuksissa kehitenesteen kanssa, on riippuvainen

sahkonjohtavuudesta.

7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laitteisto, tunnettu

eiita, etta mainittu laite sisaltda viela sailion (la, 2ta)
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Ylimasdrdisen neseteen varastoimiseksi, josea sailicssa on
venttiili (1b, 21b) ylimasrsisen nesteen syottiamiseksi sai-
lioon (1, 21), mainitun antosignaalin ohjatessa venttiilia
(1b, 21b) niin, ettd ylimddrainen neste lisatadn sdilidssd (1,

21) olevaan kédsittelynesteeseen johtavuudesta riippuvaisesati .

8. Laitteisto kuvanmukaisesti valotettujen sateilylle
herkkien levyjen subtraktiiviseen kehittamiseen patenttivaa-
timuksen 4 mukaisella menetelmalla, joka laitteisto kasgittaa
(i) s&ilion (1, 21) kehitenestetta varten, (ii) valineet, (2,
2a, 3, 3a) levyjen liikuttamiseksi reittia (6) pitkin lait-
teiston lapi niin, etta ne ovat kosketuksissa kehitenesteen
kanssa, ja (iii) laitteen (5, 28) kehitenesteen sahkonjohta-
vuuden mittaamiseksi ja antosignaalin tuottamiseksi mainitus-
ta johtavuudesa riippuvaisesti, tunnettu siita, etta lait-
teistossa on (iv) muuttuvanopeuksinen moottori (24) sekoitus-
telan (23, 23a) kayttamieeksi levyjen kanssa kosketuksissa
olevan kehitenesteen sekoittamiseksi, muuttuvanopeuksista
moottoria sasddettaessd mainitulla antosignaalilla siten, etta
se aste, jolla levyjen kanssa kosketukeissa olevaa kehiteries-

tetta sekoitetaan, on riippuvainen johtavuudesta.

9. Laitteisto kuvanmukaisesti valotettujen sateilylle
herkkien levyjen subtraktiiviseen kehittamiseen patenttivaa-
timuksen 5 mukaisella menetelmalla, joka laitteisto kasittaa
(i) s&ilion (1, 21) kehitenestetta varten, (ii) vadlineset, (2,
2a, 3, 3a) levyjen liikuttamiseksi reittia (6) pitkin lait-
teiston lapi niin, ettd ne ovat kosketuksissa kehitenesteen
kansea, ja (iii) laitteen (5, 28) kehitenesteen siahkonjohta-
vuuden mittaamiseksi ja antosignaalin tuottamiseksi mainitus-
ta johtavuudeea riippuvaisesti, tunnettu siita, etta lait-
teietosea on (iv) kehitenesteeseen upotettu yksikkoé (8, 29)
kehitenesteen lampotilan muuttamiseksi, mainitun yksikdn ol-
lessa saadettaviesd mainitulla antosignaalilla siten, etta

kehitenesteen lampotila on riippuvainen johtavuudesta.
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Patentkrav

1. Forfarande for behandling av flera bildenligt expo-
nerade stradlningskansliga skivor, vilka alla omfattar ett
substrat forsett med en bildenligt exponerad stradlningskanslig
belaggning, vilket forfarande omfattar (i) bringande av ski-
vorna i kontakt, var sin tur, under givna behandlingsforhal-
landen, med en framkallningsvateka for selektiv avlagsning av
den icke-onskade belaggningen fran substratet, vilken fram-
kallningsvatskas effektivitet for denna avsikt forsamras och
elektriska ledningsformdga forandras nar mangden av behandlade
skivor okas, kannetecknat av att (ii) den elektriska led-
ningsformdgan av framkallningsvatskan kontrolleras under be-
handling av skivorna och (iii) den tid, eom skivorna &r i
kontakt med framkallningsvatskan, forandras berocende pa for-
andringar med den elektriska ledningsformdgan sA, att fram-
kallningsvatskane effektivitet bibeh&ller sig under skivornas

behandling.

2. Forfarande enligt patentkrav 1, kdannetecknat av att
framkallningsvatskan innehaller ett litografiskt inert &mne,
som Jjoniserar vatskan for att oka den elektriska ledningsfor-

magan.

3. Forfarande enligt patentkrav 1 eller 2, kannetecknat
av att det ytterligare omfattar ett steg, vari mera vatska
tillsatte till framkallningsvatska berocende pad forandringar

med den elektriska ledningsformiagan.

4. Forfarande for behandling av flera bildenligt expo-
nerade strdlningskansliga skivor, vilka alla omfattar ett
substrat foreett med en bildenligt exponerad stradlningskéanslig
belaggning, vilket forfarande omfattar (i) bringande av ski-
vorna 1 kontakt, var sin tur, under givna behandlingsforhal-
landen, med en framkallningsvdtska for selektiv avlagsning av
den icke-onskade belaggningen fridn substratet, vilken fram-

kallningsvatekas effektivitet for denna avsikt forsamras och



18 76647

elektriska ledningsfdrmadga foradndras ndr mangden av behandlade
skivor okas, kannetecknat av att (ii) den elektriska led-
ningsformdgan av framkallningsvatskan kontrolleras under be-
handling av skivorna och (iii) den grad, med vilken framkall-
ningsvatskan omrore i kontakt med skivorna, forandras beroende
pA forandringar med den elektriska ledningsfodrmAgan s4, att
framkallningsevatskans effektivitet bibehdller sig under saki-

vornas behandling.

5. Forfarande for behandling av flera bildenligt expo-
nerade strdlningskansliga skivor, vilka alla omfattar ett
substrat forsett med en bildenligt exponerad strdlningskéanslig
belaggning, vilket forfarande omfattar (i) bringande av ski-
vorna i kontakt, var sin tur, under givna behandlingsférhal-
landen, med en framkallningsvatska for selektiv avlagsning av
icke-onskade belaggningen fradn substratet, vilken framkall-
ningsvatekas effektivitet for denna avsikt forsamras och
elektriska ledningsformaga forandras nar mangden av behandlade
skivorna okas, kannetecknat av att (ii) den elektriska led-
ningsformagan av framkallningsvatskan kontrolleras under be-
handling av skivorna och (iii) framkallningsvatskas tempera-
tur forandrae beroende pd forandringar med den elektriska
ledningsformédgan sd, att framkallningsevatskans effektivitet

bibehadller sig under skivornas behandling.

6. Anordning for substraktiv framkallning av bildenligt
exponerade strdlningskansliga skivor med forfarandet enligt
patentkrav 1, vilken anordning omfattar (i) en behdllare (i,
21) for framkallningsvatska, (ii) medel (2, 2a, 3, 3a) for
forskjutning av skivorna langs en rutt (6) genom anordningen
sd, att de ar i kontakt med framkallningsvatskan, och (iii) en
anordning (5, 28) for mdtning av framkallningsvdtskans elekt-
riska ledningsformaga och for alstring av en avgivningssigral
beroende pA namnda ledningeformaga, kdnnetecknad av att
anordningen innehaller (iv) en motor (4, 40) med varvtals

reglering for drivande av de skivorna rorande medlen, vilken
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motor regleras med namnda avgivningsseignal sad, att den tids-
period, som skivorna &r i kontakt med framkallningevatekan &ar

beroende pd den elektristiska ledningsformagan.

7. Anordning enligt patentkrav 6, kannetecknad av att
namnda anordning ytterligare innehAller en behallare (la, 21a)
for lagring av den extra vidtska, vilken behAllare har en ven-
til (1b, 21b) for inmatning av den extra vatskan in i behal-
laren (1, 21), varvid namnda avgivningssignal styr ventilen
(1b, 21b) s4, att den extra vatskan tillsitts i den i behal-
laren (1, 21) varande framkallningsvatskan beroende P4 led-

ningsformagan.

8. Anordning for subtraktiv framkallning av bildenligt
exponerade strdlningskaneliga skivor med forfarandet enligt
patentkrav 4, vilken anordning omfattar (i) en behallare (1,
21) for framkallningsvatska, (ii) medel (2, 2a, 3, 3a) for
forskjutning av skivorna langs en rutt (&) genom anordningen
84, att de 4ar i kontakt med framkallningsvdatekan, och (iii) en
anordning (5, 28) f6r mdtning av framkallningsvatskans elekt-
rieka ledningsformdga och for alstring av en avgivningssignal
beroende pAd ndmnda ledningsférmadga, kdnnetecknad av att
anordningen inneha&ller (iv) en motor (24) med varvtals regle-
ring for drivande av en blandningsrulle (23, 23a) for omror-
ning av framkallningsvatskan i kontakt med skivorna, varvid
motorn med varvtale reglering regleras med namnda avgivnings-
signal e&, att den grad, med vilken den i kontakt med skivorna
varande framkallningsvdtskan omrors, ar beroende pPA lednings-

formagan.

9. Anordning for subtraktiv framkallning av bildenligt
exponerade stradlningskansliga skivor med forfarandet enligt
patentkrav 5, vilken anordning omfattar (i) en behillare 1,
21) for framkallningsvatseka, (ii) medel (2, 2a, 3, 3a) for
forsk jutning av skivorna langs en rutt (6) genom anordningen

84, att de ar i kontakt med framkallningsvatekan, och (iii) en
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anordning (5, 28) for matning av framkallningsvatskans elekt-
riska ledningsformdga och for alstring av en avgivningssignal
berocende pad namnda ledningsformdga, kdnnetecknad av att
anordningen innehdller (iv) en i framkallningsvdtskan nedsankt
enhet (8, 29) for forandring av framkallningsvatskans tempe-
ratur, varvid namnda enhet ar reglerbar med namnda avgiv-
ningssignal sa, att framkallningsvatsekane temperatur ar be-

roende pAd ledningsformagan.
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